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요약

본 발명은 인체내 관강(lumen)으로 이식되는 센서(sensor) 지지체가 연결되어 있는 센서를 고정하기 위
한 장치와 그의 고정방법에 관한 것이다.    예를 들면 확장 또는 인체내의 관강의 봉합에 의해 인체내 
관강속에서 고정장치는 견고하게 된다.    또한 고정장치는 고정장치에 연결되어 있는 센서 지지체를 지
니는 스텐트 이거나 데디케이티드 앵커링 링(dedicated anchoring ring) 이다.   고정장치는 인터벤션 
과정이나 특별한 이식과정 동안에 삽입된다.   센서는 멀리 외부에서 인체내 관강으로 주기적으로 또는 
계속적으로 신호를 받을 수 있다.   게다가 센서는 이식동안의 손상으로부터 센서를 보호하기 위한 보호 
코팅을 가지고 있다.  

대표도

색인어

인체내 관강, 센서, 코팅, 초음파 진동, 반도체

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1a는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 센서의 첫 번째 고정장치를 도시한 것이다.

도 1b는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 관강내에서 도 1a의 센서를 고정하기 위한 방법을 도시한 
것이다.

도 2a와 2b는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전과 후의 센서의 두 번째 고정장치를 각각 도
시한 것이다.

도 3a와 3b는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전과 후의 센서의 세 번째 고정장치를 각각 도
시한 것이다.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 3a와 3b의 센서의 세 번째 고정장치를 이용하여 관강내
에서 센서를 고정하기 위한 두 번째 방법을 도시한 것이다.

도 5는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 3a와 3b의 센서의 세 번째 고정장치의 평평한 디자인을 
에칭하기 위한 마스크(mask)를 도시한 것이다.

도 6은 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 2a와 2b의 센서의 두 번째 고정장치의 평평한 디자인을 
에칭하기 위한 마스크(mask)를 도시한 것이다.

도 7은 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전의 센서의 네 번째 고정 장치를 나타낸 것이다.

도 8은 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 7의 센서의 네 번째 고정장치의 평평한 디자인을 에칭하
기 위한 마스크(mask)를 도시한 것이다.

도 9a와 9b는 본 발명의 두 개의 다른 포인트 a'와  a' 사이에서 형성된 선을 따라 도 3a로부터 센서지
지체 단면의 측면를 확대한 것을 나타낸 것이다.

도 10a는 본 발명의 보호층의 측면 일부분을 나타낸 것이다.

도 10b는 본 발명의 보호층과 표면 접촉 프로모터(promoter)층의 측면 일부분을 나타낸 것이다.

도 10c는 각각의 센서를 포함한 웨이퍼에 보호층을 적용하는 방법을 도시한 것이다.

도 11은 본 발명의 보호층이 적용 가능한 패시브(passive) 센서를 포함하는 초음파 패시브 센서 시스템
을 도시한 것이다.

도 12a는 도 11 시스템에서 유용한 패시브 센서의 개략도를 나타낸 것이다.

도 12b는 압력 존재시 도 12a의 센서의 개략도를 나타낸 것이다.

도 12c는 온도에 민감한 패시브 센서의 개략도를 나타낸 것이다.

도 13a는 2쌍의 진동식 빔(beam)과 하나의 레퍼런스(reference) 빔(beam)으로 구성된 선택적 패시브 센
서의 측면을 나타낸 것이다.

도 13b는 도 13a의 센서의 상단면을 나타낸 것이다.

도 14a는 선택적 이중막 패시브 센서의 개략도를 나타낸 것이다.

도 14b는 화학 물질에 민감한 패시브 센서의 개략도를 나타낸 것이다.

도 15는 폴리키실릴렌(polyxylylene) 폴리머(polymer)로 형성된 보호층으로 이루어진 패시브 센서의 개
략도를 나타낸 것이다.

도 16은 도15의 보호층을 패시브 센서 위에 부착시키는 증기 부착 배열의 개략도를 나타낸 것이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일반적으로 인체내 관강(lumen)에서 이식하는 동안 센서(sensor)의 고정과 센서를 보호하기 
위한 장치 및 방법에 관한 것이다.

인간의 다양한 물리적, 화학적 및 생리학적인 변화를 모니터링 및/또는 기록하기 위한 센서들은 페이스
메이커(pacemaker)와 같은 매몰식 의료장치로서 인체내에 특정한 위치에 영구적으로 이식될 수 있는 센
서는 미국 특허 제 4,485,813호에 알려져 있다.   이 센서는 이식되어진 물질의 어떤 물리적 및/또는 생
리학적 파라미터(parameter)를 모니터 하는데 사용한다.    이 센서는 물질에 대한 정보를 계속적으로 
모니터하기 위해 시간 연장 중에도 물질에서 유지될 수 있다.  

미국 특허 제 4,485,813호에 기재되어 있는 센서는 페이스메이커와 같은 의료장치에서 센서의 위치를 정
해야 하는 필요와 독립적으로 고정하는데의 어려움 때문에 이식할 수 있는 가능한 위치의 수를 엄격히 
제한하고 있다.     센서의 위치와 고정에 대한 제한은 관강내에 적용하기 위한 센서가 유용하지 않음을 
나타내고  있다. 

관강내에서 파라미터들을 모니터하기 위해 사용하는 센서들은 기계적 압력에 매우 민감한 얇은 막으로 
구성된다.    그 결과 이식 또는 위치를 잡는 동안에 센서는 손상될 커다란 위험이 있다.    센서의 손
상은 센서의 성능을 낮추거나 수술가능성을 없앤다.    예로, 센서의 막은 이식동안에 파괴되고, 센서를 
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수술할 수 없게 된다.     센서를 이식하는 과정에 동반되는 위험 때문에, 센서를 이식하는 동안에 손상
되거나 파괴됨에 따른 커다란 비용과 위험들이 존재한다.    따라서 센서를 이식하고 고정하는 동안에 
센서를 보호하기 위한 장치와 방법이 또한 요구되어 진다.

실리콘으로 가공된 센서를 비롯한 이러한 센서는 환자에게 이식되어 체내에서 자연적으로 발생되는 분비
물과 체액 등에 장기간 노출되면, 압력에 민감한 막이 부식된다는 또다른 문제점이 있다. 널리 알려
진 견해와는 반대로, 실리콘으로 가공된 센서는 환자에게 이식되어 체액과 분비물 등과 접촉시 만족할만
한 생체-적합성을 나타내지 않는 것으로 나타났다. 오랜 시간 후 이들 체액과 분비물은 
센서를 서서히 용해시키기 시작하고 센서를 통해 얻어진 데이터의 정확도를 떨어뜨리며 심지어 몇 달 후
에는 센서의 얇은 막과 다른 부분들을 완전히 분해시킨다.   따라서 인체내 생성되는 체액의 부식 작용
에 저항성을 갖도록 센서에 생체 적합한 보호 코팅처리가 필요하다. 센서의 막이 부식되는 것을 
최소화하는 이러한 보호 코팅은 센서의 수명을 연장시킬 뿐만 아니라 환자의 내부에 이식되는 동안 센서
로부터 얻어지는 데이터의 정확도도 유지시킬 수 있다.

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 인체내 관강에서 센서를 고정시키기 위한 장치와 방법을 제공하는 것이다.    이러한 
장치와 방법을 사용하여 멀리에서 신호를 받는 센서는 인체내 관강에서 고정될 수 있다.     그러한 센
서들은 관강에 함유된 유체 흐름의 압력과 속도와 같은 생리학적 파라미터와 기체류와 생화학적 성분의 
수준과 같은 생화학적 파라미터를 모니터링 및/또는 기록하는데 사용되어 질 수 있다. 

최근 관강의 상태를 모니터하는 것은 약간의 인터벤션(intervention)정도를 말하는 것이고, 이러한 모니
터링의 회수는 필요한 인터벤션의 상대적 위험에 의하여 제한된다.     따라서 본 발명은 어떤 인터벤션
이나 물리적인 인투루젼(intrusion)없이 언제라도 관강내에 일시적, 영구적으로 이식될 수 있고, 몸 표
면과 같은 외부위치로부터 신호를 받을 수 있는 센서 장치를 제공한다.   

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 인체내 관강에서 특별하게 원하는 위치 및/또는 바람직한 자리에 이러한 센서를 고정하기 위
한 장치 및 방법을 제공한다.   이러한 센서의 고정은 필요 되어지는 외과적인 인터벤션이나 독립적인 
카테테르 삽입(catheterization)에 의해 이루어 질 수 있다.     게다가, 센서는 바이패스(bypass)의 봉
합(stitches), 동맥류의 복구장치(aneurismal repair device), 스텐트(stent) 등과 같은 복구장치와 연
관되어 있거나, 센서만의 전용의 고정 장치로 설치되어 질 수 있다.  

센서는 센서의 말단 주위에 홀(hole)을 포함하여 그 자리에 직접 센서를 붙이는 것과 외과적인 접착제를 
이용하여 외과수술 동안 바이패스의 봉합에 붙이는 것을 포함하여 여러 가지 방법에 의해 관강의 내부에 
고정화 될 수 있다.   센서는 복구장치 근처나 인접한 자리에 스텐트나 동맥류의 보정 장치(correction 
device)와 같은 복구장치의 일부이거나 연결되어진 담체 또는 지지체(어느 모양이나 크기)를 사용하여 
관강내부에 위치를 정할 수 있다.    더욱이, 센서는 앵커링 링(anchoring ring)과 같은 전용의 장치를 
사용하여 관강내에서 위치를 정할 수 있고, 카테테르 풍선(catheter balloon)에 의한 확장으로 관강내에
서 유지되어 지고 그 자리에 고정되어 진다.    앵커링 링은 반드시 원형의 모양을 가져야 하는 것은 아
니고 대신에 위치하기에 가장 적당한 타원형이나 다른 모양을 가질 수 있다.    게다가, 앵커링 링은 센
서를 지지하기 위해서 분리된 담체 또는 지지체를 가질 수 있다.     담체 또는 지지체는 원형, 직사각
형, 다이아몬드형 및 굽거나 곡선의 말단을 가지거나 가지지 않거나 하는 직선의 모양 등과 같은 어느 
크기와 모양을 가질 수 있으며, 단지 보더(border)나 고체 물질로서도 제조될 수 있다. 

담체들을 복합 센서들에 붙일 수도 있는데, 수관(sleeve) 주위의 가능한 리크(leak)를 모니터하기 위해
서 예를 들어 스텐트의 각각에 담체가 위치하는 두 센서들, 바이패스 섹션(bypass section)의 양 연결부
분에 담체를 붙인 두 센서들  및 동맥류 수관(sleeve)의 입구와 수관의 외부에 담체를 붙인 센서들이 있
다.     게다가, 센서는 두 개의 앵커링 링 사이에서 지지되어 지고 담체를 가지거나 가지지 않는 센서
를 관강내에서 지지하는 복합 복구장치나 전용의 장치를 가질 수 있다.

센서는  담체부분이  삽입되어  질  수  있도록  센서에  그루브(groove)  같은  침하(depression)  또는 
노취(notch) 같은 침하를 만들어 담체에 연결되어 질 수 있거나 담체에 의해 지지될 있고, 담체에 의해 
지지되어지는  담체의  면적을  더  넓히기  위해서  립(lip)  같은  확장  또는  돌출로  센서  부분을 
배열(configure)할 수 있다.     게다가 담체를 용접(welding), 고착(glueing) 또는 전기 방법의 조합에 
의해서 센서에 붙일 수 있다. 

동맥류 장치 이식, 경피적 관동맥 혈관 재건법(percutaneous transluminal coronary: PTCA), 심장 이식 
수술 등과 같은 인터벤션 과정 중에 센서가 관강에 고정된 후, 수술과정 동안의 유효성을 평가하거나 다
양한 파라미터들를 탐지하기 위해서 주기적으로 센서를 모니터 할 수 있다.    예를 들어, 교정 결과의 
악화(deterioration of the corrective effect) 또는 장기간의 경과와 병과 관련된 증후의 경과를 진단
하기 위해서 주기적으로 센서를 모니터 할 수 있다.

복합 센서들은 관강을 따른 변화도와 복구장치 또는 섹션(section)을 가로질러 변화도를 얻기 위해서 각
각 또는 동시에 이식될 수 있고 모니터 될 수 있다.    이러한 센서들은 스텐트를 가지거나 가지지 않고 
PTCA 의해 처치되어진 상처 양쪽, 바이패스 섹션(bypass section)의 양쪽 및 동맥류 복구장치 앞, 뒤 및 
주위 등과 같이 관강내의 여러 위치에 고정 될 수 있다.  

본 발명은 또한 이식 동안 센서를 보호하기 위한 장치와 방법을 제공한다.   이식하는 동안 센서를 보호
하고 이식하거나 자리를 잡는 과정에 센서의 손상과 파괴의 위험을 제거하기 위해서 센서들을 수용액에 
녹는 보호층으로 코팅하고, 이 보호층은 곧 또는 인체에서 센서가 배치된후 없어진다.   코팅의 두께와 
강도를 위해 사용하는 물질은 센서의 위치, 센서의 타입, 보호수준 정도 및 바람직한 용해속도에 따라 

19-3

공개특허특2001-0049758



다양하다.

고정장치는 첫 번째 바람직한 패턴으로 평평한 판의 금속, 비금속 또는 생흡수성 물질과 같은 얇은 스테
인리스강 판금속 또는 다른 물질로 제조한다.    평평한 패턴은 디자인을 금속 박판에 에칭(etching)하
거나, 예리한 레이저로 자르거나 하는 등과 같은 적합한 기술로 생산될 수 있다. 

금속 물질은 자르고 나면 만족하는 디자인을 에칭하기 위해 변형되어 진다.  평평한 금속 패턴으로부터 
고장장치를 만들기 위해 평평한 금속을 가장자리가 합쳐질 때까지 굴린다.    고정장치의 주변을 따라 
위치하고 있는 센서를 지지하는 부분은 고정장치에 의해서 형성된 링의 단면에 직각으로 위치하거나, 고
정장치에 의해서 형성된 링으로부터 다른방식으로 위치한다.    가장자리들이 만나는 위치들은 약간의 
용접에 의해 함께 맞붙어 진다.   그후에 고정장치는 물리적으로 전기화학적으로 닦아진다. 

언급된 도 1a와 1b는 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 관강내에서 센서의 고정장치와 센서를 고정하
기 위한 첫 번째 방법을 각각 도시한 것이다.

도 1a에서는 관강내에서 봉합(sutures)에 부착하기 위해서 센서의 말단에 2개의 홀(3)을 가지고 있는 센
서(1)를 나타내고 있다.     도 1b에서는 대동맥(7)에서 시작하여 차단되어진(occulusion  :  9)  심장 
동맥(5)을 나타내고 있다.  바이패스(11)는 대동맥의 부분(13)과 차단되어진 곳(9)을 지난 부분(15) 사
이에 연결되어 있다.    센서(1)는 인접하는 오스티엄(ostium : 17)이나 바이패스(19)의 가까운 부분에 
위치한다.     대신에 센서(1)는 말단 오스티엄(21), 말단 오스티엄 앞의 끝부분(23) 또는 말단 오스티
엄 뒤의 끝부분(25)에 위치할 수 있다.     여러 개의 센서를 사용할 때에는 상기 위치의 조합이나 어떤 
다른 바람직한 곳에 위치할 수 있다.    센서(1)는 봉합(suture)에 부착하기 위해 두 개의 홀(3)을 사용
하여 그 위치에 고정된다.    대신에 센서(1)는 외과적인 접착제 또는 외과의 실을 사용하여 그 자리에 
고정될 수 있다.

도 2a와 2b에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전과 후의 센서의 두 번째 고정
장치를 각각 나타낸 것이다.

도  2a에서는  첫  번째  센서지지체(32)와  두  번째  센서지지체(34)를  가진  확장되지  않은  상태의 
스텐트(30)를 나타내고 있다.    대신에 스텐트(30)는 하나 또는 두 개 이상의 센서지지체를 포함하고 
있다.    예를 들어 세 번째 센서지지체는 첫 번째 센서지지체(32)의 반대편에 위치할 것이다.    도 2b
에서는 도 2a의 스텐트(30)가 확장된 상태를 나타내고 있다.    확장은 풍선 카테테르 삽입법(balloon 
catheterization)이나 다른 과정에 의해 이루어진다.    관강내에 센서를 고정하기 위해서 스텐트(30)는 
스텐트를 사용하는 의료 과정동안 센서가 정상적일 때 자리를 잡게 된다.   확장에 앞서서 관강내에 스
텐트(30)를 이식하기 전이나 후에 센서는 첫 번째 센서지지체(32)와 또는 두 번째 센서지지체(34)의 안
이나 위에 놓여지거나 붙여진다.    그런 후 스텐트(30)는 확장되거나 관강으로 이식되어지고 그후 확장
되어 진다.    상기의 과정은 해당하는 센서지지체의 안이나 위에 각각의 센서를 놓거나 붙이는 과정을 
추가하여 관강내에서 여러 센서를 고정하는데 사용한다. 

도 3a와 3b에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전과 후의 센서의 세 번째 고정
장치를 각각 나타낸 것이다.

도  3a에서는  센서지지체(44)에  연결되어진  확장되지  않은  상태의  앵커링  링(42)의  형태를  가진 
고정장치(40)를 나타내고 있다.    고정장치(40)는 확장후에 원래의 모습으로 자동적으로 되돌아가지 않
고 펴서 늘릴 수 있는 물질로 형성된다.    앵커링 링(42)은 링을 형성하기 위한 타원형의 긴 부분의 가
운데가  서로  연결되어져  있는  많은  타원형  면(46)으로  구성되어  있다.     센서지지체(44)는  작은 
부분만(49) 타원형 면(46)의 하나에 연결되어 있고, 원형의 면을 가진 앵커링 링(42)의 단면에 수직이
다.    센서지지체(44)는 다이아몬드 모양을 하고 있으나, 어떤 바람직한 모양도 가능하다.    게다가 
앵커링 링(42)에 붙여진 복합 센서지지체들도 가능하다.    대신에 앵커링 링(42)은 관강에 대해 지지기
능을 하지 못하므로 한 개 또는 그 이상의 피크(peaks)에 붙어 있는 센서지지체를 가진 한 개의 사인곡
선 링으로 구성될 수 있다. 

도 3b에서는 확장된 상태의 고정장치(40)을 나타내고 있다.   관강내에 센서를 고정시키기 위해서 고정
장치(40)는 예를 들어 인터벤션과정 동안과 풍선 카테테르 삽입법(balloon catheterization)이나 다른 
과정에 의해 확장되면서 관강내에서 위치를 정한다.    확장에 앞서서 관강내에 고정장치(40)를 이식하
기 전이나 후에 센서는 센서지지체(42)의 안이나 위에 놓여지거나 붙여진다.    그런 후 고정장치(40)는 
확장되거나 관강으로 이식되어지고 그후 확장되어 진다.    상기의 과정은 해당하는 센서지지체의 안이
나 위에 각각의 센서를 놓거나 붙이는 과정을 추가하여 관강내에서 여러 센서를 고정하는데 사용한다.   

도 4에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 3a와 3b의  센서의 세 번째 고정장치를 
이용하여 관강내에서 센서를 고정하기 위한 두 번째 방법을 도시한 것이다.   도 1b에서 나타낸 것과 같
이, 대동맥(7)에서 시작해서 차단된 곳(9)을 가지는 심장동맥(5)에는 대동맥의 부분(13)과 차단된 곳(9)
을 지난 부분(15) 사이에 연결되어 있는 바이패스(11)가 달려 있다.    도 3a와 3b의 앵커링 링(42)에 
연결된 센서지지체(44) 의해 지지되는 센서(50)는 인접하는 바이패스(19)의 가까운 부분이나 말단 오스
티엄(ostium : 21)에 위치하고, 말단 오스티엄 앞의 끝부분(23)이나, 말단 오스티엄 뒤의 끝부분(25)에 
위치할 수 있다.   여러 개의 센서가 사용되어 질 때에는 앵커링 링이 사용될 수 있는 곳에서 상기 위치
의 조합에 의해 위치할 수 있고, 어떤 다른 바람직한 곳에 위치할 수 있다.    센서(50)는 풍선 카테테
르 삽입법에 의한 확장으로 그 자리에 고정된다. 

도 5에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 3a와 3b의 센서의 고정장치의 평평한 디
자인을  에칭하기  위한  마스크(mask)를  도시한  것이다.   마스크(52)는  고정장치의  평면디자인을 
에칭(etching)하기 위해 만든다.   그런 후 평면 디자인을 얇은 판 금속 또는 다른 펴서 늘릴 수 있는 
물질 위에 에칭한다.  그 다음 평면 디자인을 예리한 레이저로 박판의 금속에서 자른다.    그런 후 잘
린 평면 디자인을 닦고 원형이나 다른 모양으로 굽힌다.    54번 지점과 56번 지점은 평면 디자인을 굽
힌 후 용접(welding)에 의해 연결되어진 평면디자인의 위치를 나타낸 것이다.    용접으로 앵커링 링을 
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만든다.    앵커링 링(58)은 거의 마스크(52)의 중앙에 위치하나, 다른 위치도 가능하다.    게다가 여
러개의 센서지지체들은 고정장치 디자인의 양쪽에 위치할 수 있다.   

도 6에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 2a와 2b의 센서의 고정장치의 평면 디자
인을  에칭하기  위한  마스크(mask)를  도시한  것이다.    마스크(60)는  스텐트의  평면디자인을 
에칭(etching)하기 위해 만든다.   그런 후 평면 디자인을 얇은 판 금속 또는 다른 펴서 늘릴 수 있는 
물질 위에 새긴다.   그다음 평면 디자인을 예리한 레이저로 박판의 금속에서 자른다.    그런 후 잘린 
평면 디자인을 닦고 원형이나 다른 모양으로 굽히고, 굽힌 후 용접(welding)에 의해 연결한다.    센서
지지체는(62)은 거의 마스크(60)의 중앙에 위치하나, 다른 위치도 가능하다.    게다가 여러 개의 센서
지지체는 고정장치 디자인의 양쪽에 위치할 수 있다.   

도 7에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 확장 전의 센서의 네 번째 고정 장치를 나
타낸 것이다.    이중의 앵커링 링의 형태를 가진 고정장치(70)는 첫 번째 링(72)과 두 번째 링(74)으로 
구성되고, 확장되지 않은 상태의 두 개의 링(72번과 74)사이에 센서지지체(76)를 가지고 있다.   고정장
치(70)는 확장 후에 원래의 모습으로 자동적으로 되돌아가지 않고 펴서 늘릴 수 있는 물질로 형성된다.    
센서지지체(76)는  원형판을  형성하는  링(72번과  74)의  단면에  수직한  앵커링  링(72번과  74)의  각 
부분(78)에 연결되어 있고, 두 개의 링(72번과 74) 사이에 위치하고 있다.    센서지지체(44)는 다이아
몬드 모양을 하고 있으나, 어떤 바람직한 모양도 가능하다.   게다가 고정장치(70)에 붙여진 복합 센서
지지체들도 가능하다.    대신에 고정장치(70)는 관강에 대해 지지기능을 하지 못하므로 한 개 또는 그 
이상의 피크(peaks)에 붙어 있는 센서지지체를 가진 한 개의 사인곡선 링으로 구성될 수 있다.    고정
장치(70)는 센서지지체의 양쪽에 두 개의 스텐트로 구성되어 있거나, 고정장치에 붙여진 복합 센서지지
체를 가질 수 있다. 

도 8에 대해 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시태양에 따른 도 7의 센서의 고정장치의 평평한 모양을 
새기기 위한 마스크(mask)를 도시한 것이다.    마스크(80)는 고정장치의 평면디자인을 에칭(etching)하
기 위해 만든다.    그런 후 평면 디자인을 얇은 판 금속 또는 다른 펴서 늘릴 수 있는 물질 위에 새긴
다.    그 다음 평면 디자인을 예리한 레이저로 박판의 금속에서 자른다.    그런 후 잘린 평면 디자인
을 닦고 원형이나 다른 모양으로 굽힌다.    82번 지점과 83번 지점, 84번과 85번은 평면 디자인을 굽힌 
후 용접(welding)에 의해 연결되어진 평면디자인의 위치를 나타낸 것이다.     용접으로 앵커링 링을 만
든다.    센서(87)는 거의 마스크(80)의 중앙에 위치하나, 다른 위치도 가능하다.     게다가 여러 개의 
센서지지체는 고정장치 디자인의 양쪽에 위치할 수 있다.   

도 9a와 9b에 대해 설명하면, 본 발명의 두 개의 다른 포인트 a'와  a' 사이에서 형성된 선을 따라 도 
3a로부터 센서지지체 단면의 측면을 확대한 것을 나타낸 것이다.    

도 9a에서 그루브(90)는 철톱으로 자르고, 에칭을 하고 레이저로 자르는 등의 과정을 통해 센서(92)의 
말단에 두부분으로 형성되고, 그런 후 센서(92)의 지지를 제공하는 그루브(90)에 센서지지체(44)의 두 
부분을  자리잡게  하기  위해서  센서(92)를  센서지지체(44)에  삽입한다.     그루브들  대신에 
센서지지체(44)의 두부분이 자리잡을 수 있는 센서(92)의 말단에 두 개의 노취(notch)를 만들 수 있다.

도 9b에서는 센서의 윗 부분(98) 주위에 립(lip : 96)을 가지고 있는 센서(94)를 나타내고 있다.    대
신에 센서(94)는 센서의 윗 부분(98)의 가장자리를 따라 하나 또는 그 이상의 돌출부위를 가질 수 있다.    
대신에 립이나 돌출부분은 센서의 아래 부분이나 다른 부분에 위치할 수 있다.    센서(94)는 접착제, 
용접 또는 납땜 등과 같은 방법으로 센서지지체(44)에 연결되고, 립(96)이나 돌출부분은 센서지지체의 
가장자리(99)에 연결된다.    대신에 센서(94)는 센서지지체(44)에 놓여질 것이고 립(96)이나 돌출에 의
해서 지지되어 진다. 

체내에서 특정한 해부학적 위치에 자리한 센서(1)은 혈액과 같은 체액 및/또는 생조직(living tissue)에 
연속적으로 노출된다.    이러한 체액과 생조직은 센서(1)의 막을 분해시켜 센서(1)이 부분적으로 또
는 전체적으로 효력을 상실하게 만드는 분비물을 포함할 수도 있다. 도 10a는 이러한 분해작용을 
방지하는 센서(1)을 도시한 것이다. 특히 센서(1)(막 120을 포함한)은 보호층(10)으로 이루어져서 체액 
및/또는 조직에 존재하는 분비물이 두께 3,000Å∼5.000Å의 센서 막( 120)을 분해시키는 것을 방지한
다. 센서 막(120)은 압력, 유출량(flow), 조직 두께, 또는 온도와 같이 기계적 파라미터에  변화를 
야기하는 다양한 외부적 환경 영향에 민감할 수 있다.  센서 막(120)의 하부에는 파이렉스(PYREX) 유리
와 같은 고체 물질(material)이나 매개물용 공동(cavity)을 포함할 수 있다. 비록 도 10a와 10b
는 센서의 양면이 센서 막(120)으로 이루어졌음을 나타내지만, 본 발명은 세포 막(120)으로된 면에 보호
층(10)을 적용시킬 경우 한 면에만 센서 막(120)이 있는 센서에도 적용할 수 있다.      보호층(10)은  
센서(1)의 예상되는 총 사용 수명 기간 동안 체액 및 조직과 접촉하면서 안정한 상태를 유지하는 불활성
의 생체-적합성 물질로 구성되어 있다. 게다가 보호층(10)을 이루는 물질은 센서(1)의 막에 균일하고 
탄력적인 얇은 층의 형태로 부착될 수 있어 센서 1의 정상적 작용이 방해받지 않는다.  보호층(10)을 구
성할 수 있는 적당한 물질로는 실리콘 고무(상업적으로 널리 사용되는 예로, Nusil Technology에서 제조
된 MED-1511), 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene)과 같은 플루오로폴리머(상업적으로 
널리 사용되는 예로, E.I. Dupont De Nemours ＆ Co.에서 제조된 TEFLON AF-1601), 또는 폴리키실릴렌 
폴리머(예로 Parylene C)가 있으나 제한적인 것은 아니다.

도 10c는 센서(1)을 실리콘 고무나 테플론(Teflon)으로 구성된 보호층(10)으로 코팅하는 전형적인 방법
의 순서를 도시한 것이다. 이런 경우 보호층의 두께는 약 5,000Å이다. 보호층(10)으로 파릴렌 
C(Parylene C)을 사용하는 것은 이어서 하기에 상세히 논의될 것이다. 도 10c의 과정은 후에 각각
의 센서 1로 분해되기 위해서 다이싱(dicing)될 웨이퍼(wafer)에도 적용될 수 있다.또한 보호층 (10)은 
다이싱 과정을 거친 후에도 센서(1)에 적용될 수 있다. 도 10c로 돌아가서, 센서(1)로 이루어진 웨이
퍼에 보호층(10)의 물질이 적용되기 전에, 또한 웨이퍼에 보호층(10)을 확실하게 부착시키기 위해, 웨이
퍼는 1H, 1H, 2H, 2H, 퍼플루오로데실트리에톡시실란(Perfluorodecyltriethoxysilane)과 같은 표면 부착 
프로모터(promoter)로 미리 코팅할 수 있다. 보호층(10)과 표면 부착 프로모터층(20)으로 이루어진 
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센서는 도 10b에 나타나 있다. 도 10c에 따라, 도 10c에 나타난 단계에 따라서 부착된 보호층(10)의 
역할을 하는 실리콘 고무나 테플론과 같은 물질은 적절한 용매제가 들어있는 희석 과정(단계 200)에 따
라 원하는 정도로  초기에 희석된다.    그런 후 보호층(10)의 물질은 웨이퍼가 수평으로 5,000 RPM
의 속도로까지 회전하는 동안 적절한 회전 코팅 과정을 거쳐 웨이퍼에 적용된다. 이 회전 코팅 과정 
중에 웨이퍼는 적당한 비율로 회전하게되고(단계 210) 보호층(10)의 물질을 포함한 용액이 회전하는 웨
이퍼의 막의 한쪽 면에 떨어진다(단계 220). 웨이퍼의 회전율과 용액의 점도는 보호층 10의 두께를 결정
한다.    센서 막(120)에 부착된 보호층(10)은 센서(1)의 진동 특성에 유의적인 영향을 미치지 않고 그 
결과로 정확도에도 영향을 미치지 않는 범위인 4,500Å의 두께까지 될 수 있으나, 4,500Å 이하의 두께
를 가진 층(10)도 층(10)에 의해 제공된 보호 수준의 감소 없이 센서(1)에 부착될 수 있다.    
예를 들어, 2,500Å이하의 두께로 보호층(10)을 갖는 센서 1도 노출된 체액과 분비물의 부식 성질에 대
해 보호 작용을 한다.    웨이퍼가 보호층(10)의 물질로 코팅된 후에는 건조 과정으로 들어간다(단계 
230).      이 과정은 보호층(10)을 갖는 각각의 층에 모두 적용된다.     보호층(10)의 물질로 실리콘 
고무가 사용된 경우, 코팅된 웨이퍼는 공기 건조시켜서 잔류하는 용매제를 제거하고 아세트산을 방사시
킨다.     보호층(10)의 물질로 테플론이 사용된 경우,  열주기(thermal cycle)를 거치면서  낮은 온도 
주기에서 잔류하는 용매제가 제거되고 이어진 더 높은 온도 주기를 거쳐서 웨이퍼가 강화된다.     

웨이퍼가 건조되고 난 후 각각의 개체인 센서(1)로 나누어지기 위해 다이싱된다.    테플론으로 된 보호
층(10)의 경우, 다이싱 과정 중에  보호층(10)이 손상되는 것을 막기위해서 테플론은 다이싱 절단 경로
를 통과하기 전에 첫번째로 제거될 수 있다. 테플론은 적절한 방법을 통해 다이싱 절단 경로에서 제거된
다.     예를 들어, 다이싱 경로 패턴(pattern)만 노출시키는 포토레지스트(photoresist) 마스크(mask)
로 수행되는 플라스마(plasma) 에칭(etching) 과정에 의해 테플론이 제거될 수 있다. 게다가 상
기에 기재된 과정은 다중의 보호층(10)을 갖는 센서 (1)들을 생산하기 위해서 웨이퍼의 양면에 적용될 
수도 있다.

도 11∼14는 센서(1)의 역할을 할 수 있으며, 또한 상기에서 논의된 (그리고 하기에서 논의된) 보호층이 
적용된 센서의 예를 도시한 것이다. 센서(1)의 역할을 하는 이러한 전형적인 센서들의 도해는 미국 특허 
제5,619,997에 알려져 있다.    참고로  도 11에 초음파 센서 시스템을 도시한 것이다.    이 시스
템은 패시브 센서(1)과 외부 초음파 활성화 시스템 및 감지 시스템(14)로 구성된다.     센서(1)은 인체
와 같은 초음파 호환성 매개(12)에 이식될 수 있고 또는 엔클러저(enclosure)의 내벽 위에 고정시킬 수
도 있다. 

센서(1)은 적절한 센서로, 음파의 존재시에도 파장조정 분기(tuning fork)가 진동하기는 하지만, 초음파 
존재시에 기계적으로 진동하며 이것의 예는 여기서 설명하고 도 12∼14에 관해서는 하기에 기재하겠다.     
따라서 도 11은 파장조정 분기로서의 센서(1)을 개략적으로 나타낸 것이다.     센서(1)의 진동수는 감
지되는 물리적 변수와 상관관계를 이루는 전류 진동수이다.

활성화 및 감지 시스템(14)는 일반적으로 초음파 발생기(20)과 적어도 하나의 초음파 변환기(22), 진동
수 감지기(24)  및  데이터 처리기(25)를  포함한다.      초음파 발생기(20)과  변환기(22)는 활성화 
요소(element)를 구성하고, 변환기(22), 진동수 감지기(24)와  데이터 처리기(25)는 감지 요소를 구성한
다.

발생기(20)은 영국 Milton Keynes의 Balteu Sonatest/Schlumberger에서 제조된 인체에 무해한 테스팅 유
니트(testing unit)인 모델 IIB USDF와 같은 것이 있으며, 이는 초음파를 발생시켜 매개물(12)를 경유하
여  초음파  변환기(22)에  의해  센서(1)로  전파되게  한다.      일반적으로  초음파  겔(gel)(26)은 
매개물(12)의 외부 경계(28) 위에 위치하며 이는 매개물(12)와 변환기(22)를 결합시키는데 사용된다.     
일반적으로 전파된 초음파는 단일 진동수나 연속 진동수들로 구성된다.    예로서, 상기에 기재된 초음
파 발생 시스템에 따라 소리를 내는(chirping) 변환 과정이 수행되어 다중의 음조 신호(tone burst)들이 
20 마이크로초(microsecond)마다 각각 다른 진동수에 상응하여 센서(1)로 성공적으로 전파된다.     따
라서 이 과정은 센서(1)이 시간별로 분리되고 다른 진동수에 상응하는 다수의 음조 신호들에 노출되는 
진동 스캔(scan) 과정에 해당한다.     이러한 소리를 이용한 과정 대신, 센서 (1)에 충돌하는 다수의 
진동수가 포함된 초음파 신호를 통합한 단일 펄스(pulse)를 전달하는 적절한 전파 체계로 초음파 발생 
시스템을 이룰 수도 있다.     이러한 펄스의 진동수 범위 표시는 가우스 분배의 표시와 비슷하다.     
두 가지의 초음파 발생 기술 모두에서, 전파된 초음파 진동수는 500kHz∼1 MHZ의 범위를 갖는다.

인체에 무해한 테스팅 유니트(testing unit)의 일부분인 초음파 변환기(22)는 일반적으로 매개물(12)로
부터 초음파를 받기도 한다.     이들 파동의 일부는 전파된 파동의 반사이고 일부는 센서(1)에서 반사
된 것이다.     또다른 실시태양에서  초음파 변환기(22)는 전파용과 수신용으로 나눌 수도 있다.

전파된 초음파가 센서(1)의 전류 공명(resonant) 진동수를 포함할 경우 센서 (1)은 이 공명 진동수에 따
라 진동할 것이다.     센서(1)은 공명 진동수를 갖는 초음파의 에너지를 흡수하기 때문에 변환기(22)에 
의해 수신되어 반사된 파동은 공명 진동수의 진폭을 갖게 되고 이는 다른 진동수의 반사 파동의 진폭보
다 적다.  이외에 센서(1)은 초음파의 전파가 중단된 후에도 계속해서 진동한다. 

Hewlett Packard Inc. U.S.A.에서 제조된 8590A 스펙트럼 분석기와 비슷한 진동수 탐지기(24)는 센서(1)
에 의해 흡수되는 진동수 및/또는 전파된 초음파에 의해 더 이상 자극되지 않을 때 센서(1)이 공명하는 
진동수를 결정하기 위해 도착한 초음파를 분석한다.

데이터 처리장치(25)는 주파수 탐지기(24)에 의해 결정된 진동수를 측정되는 물리적 변수 수치로 변환한
다.   이 변환을 위해 필요한 정보는 하기에 상세히 기재된 것과 같이, 센서(1)의 실제 구조에 의존한
다.

도 11의 시스템이 생명체 조직 또는 전도성 엔클로저(enclosure) 내에 깊이 매몰되어 있는 것은 식별 가
능하다.    상기에 기재한 바와 같이 이 시스템은 전자기적 공명보다는 기계적 진동에 의해 작동한다.

참고로 센서(1)로서 역할을 하는 전형적인 패시브 센서를 도 12a와 12b에 나타낼 것이다.    30으로 표

19-6

공개특허특2001-0049758



시된 도 12a와 12b의 센서는 압력에 민감하다.   도 12a와 12b는 각각 압력이 없을때와 존재할 때의 센
서(30)을 나타낸 것이다.

센서(30)은  일반적으로  실리콘으로부터  만들어지고,  리세스(recess)(34),  진동  빔(36),  막(38)  및 
커플(couple)(400을 지니는 컵-형태의 하우징(32)로 구성된다.   또한 막(38)을 포함한 센서(30)을 만드
는 물질은 질화 실리콘(silicon nitride) 또는 이산화규소(silicon dioxide)를 포함한다.    일반적으로 
진동 빔 (36)은 완전하게  하우징(32)에 접하고 리세스(34)로 연장된다.   일반적으로 커플 (40)은 
막(38)과 빔(36)의 말단 끝(42) 사이에 연결한다.    커플(40)은 완전하게 막(38) 또는 진동 빔(36)에 
접한다.   센서(30)은 100 ㎛의 횡단면 두께를 지니도록 만들어질 수 있고, 각 측면은 400㎛의 길이를 
지니도록 만들 수 있다.   게다가, 막(38)은 0.3∼0.5㎛ 범위의 두께를 지닐 수 있다.   센서(30)은 본 
발명의 범위에서 벗어나지 않고 상기 주어진 것 이외의 크기에 따라 형성될 수 있다.   더욱이, 이 크기
들은 여기에 기술된 다른 센서들의 어느 하나의 사이즈로 특정화할 수 있다.

도 12b에 나타난 것처럼, 막(38)은 일반적으로, 외부의 압력에 대해 리세스 (34)로 구부러진다.   이것
은 경직된 커플(40)이 말단 끝(42) 위에 압력을 가하고, 빔(36)을 구부러지게 하고, 잡아당긴다.   이 
분야에서 잘 알려진 것처럼, 변형된 빔은 비-변형된 빔보다 높은 진동수에서 진동한다.    그러므로, 
막(38) 위에 압력이 높을수록, 빔(36)의 진동수는 더 높아진다.   게다가, 빔(36)이 진동할 때, 막(38) 
또한 진동한다.      빔(36)의 압력과 진동수의 특별한 관계는 빔(36)의 물질, 길이, 횡단 면적에 의존
하고, 리세스(34)에 들어있는 매개물의 온도, 점도와 같은 요인에도 다소 의존한다.

막(38)이 여러 물질로 만들어졌거나 다른 물질로 코팅된 경우 온도와 같은 물리적 변수에 반응하여 구부
러질 것이다.     예로서 도 12c는 온도에 민감한 센서를 도시한 것이고, 하기에 기재된 도 14b는 화학 
조성물에 민감한 센서를 도시한 것이다.

참고로 도 12c에 대해 간단하게 나타낼 것이다.     이러한 센서에서 막 (37)은 각각 다른 열계수를 가
지는 두 물질 41과 44로 만들어진다.     전형적인 물질은 실리콘과 질화 실리콘이다.     이들 물질은 
다른 비율로 확장하고 수축하기 때문에 막(37)은 온도에 상관적으로 구부러질 것이다.

참고로 다른 전도 진동수와 수신 진동수를 갖는 패시브 센서의 다른 실시태양을 도 13a와 도 13b에 나타
낼 것이다.    게다가 도 13a와 도 13b의 센서는 레퍼런스(reference) 진동수를 갖는다.     도 13a는 
50으로 표시된 센서의 측면이고 도 13b는 도 13a의 선 ⅢB-ⅢB을 동반하는 상단면이다.

센서(50)은 52로 표시된 하우징과 리세스(54)를 갖는 센서(30)과 유사하다.     그러나 센서(50)의 진동 
요소(element)는 빔(58)의 전체 길이로 되어있다.     센서(30)과 같이 센서(50)은 막(38)과 커플(40)으
로 이루어져 있다.     커플(40)은 빔(58)의 중앙을 제외한 곳에 접하여 이를 두 부분으로 분리시키나 
다른 진동수로 진동하는 빔(60)과(62)와는 연결되어 있다.

도 13a에 도시한 바와 같이, 하우징의 좌측 가장자리 (64)에서 커플(40)까지의 빔(58)의 길이로 정의된 
빔(60)은 하우징 우측 가장자리(66)에서 커플(40)까지의 빔(58)의 길이로 정의된 빔(62) 보다 길다.     
그러므로 빔(60)은 빔(62)보다 낮은 진동수로 진동한다.

압력 존재시 막(38)은 구부러져서 커플(40)을 리세스(54)쪽으로 밀고 빔(58)을 구부리며 빔(60)과 (62)
를 잡아당긴다.       작동 중에 있을 때 센서 시스템은  긴 빔(60)의 진동수 범위와 거의 같은 범위인 
초음파로 센서(50)을 자극시킨다.     긴 빔(60)은 자극되고 이 자극은 짧은 빔(62)의 진동을 유발시키
나 전류 진동수에 따라 진동한다.     빔(60)과(62)의 진동에 반응하여 막(38) 또한 진동한다.

일반적으로 짧은 빔(62)는 긴 빔(62)와는 매우 다른 범위의 진동수를 갖기 때문에 수신 목적을 위해 초
음파 변환기(22)와 진동수 감지기(24)는 짧은 빔(62)의 진동수 범위에 맞춰질 필요성이 있다.     짧은 
빔(62)만이 이 진동수 범위에서 활성화되기 때문에, 변환기(22)로부터 수신된 신호의 잡음(noise)에 대
한 비율(S/N)은 자극 진동수에 관계된 잡음이 거의 없으므로 매우 높아질 것이다.

센서(50)은 빔(58)의 옆에 위치하는 레퍼런스 빔(68)을 선택적으로 포함할 수 있다(도 13b).     빔(68)
은 양쪽 말단이 하우징(52)에 연결되나 커플(40)에는 연결되지 않는다.      따라서 빔 (68)의 진동수는 
압력에 의해 변화하지 않는다.그러므로 이 진동수의 변화는 다른 요인에 의해 유발되는데, 예로 온도, 
점성의 제동(viscous damping)등과 같은 것이 있으며 이들은 빔(60)과 (62)에도 영향을 미친다.    레퍼
런스 빔(68)의 신호는 데이터 처리기(25)에 의해 빔(60)과 (62)에 의해 결정된 압력 수치를 수정하는데 
사용된다.

참고로 두 개의 실리콘 웨이퍼 (70)과 (72)로 구성된 또다른 센서의 실시태양에  대해 도 14a에 간단히 
도시하였다. 일반적으로 각각의 웨이퍼는 네모진 컵-형태로 이루어져 있고 두 개가 서로 접하여 둘러
싸인(enclosed) 공간(74)를 만들어 낸다. 각 컵의 바닥은 평평하며 공간(74)에서 자유롭게 진동
할 수 있도록 막을 형성한다.      도 14a의 센서에 두 개의 서로 다르며 쌍을 이루는 진동수를  제공하
기 위해 (76) 및 (78)로 표시된 막의 두께는 다르다.

도 13a의 실시태양에서 처럼 낮은 진동수를 갖는 진동 요소(즉 얇은 막(78))는 초음파 신호를 수신하고, 
다른 두꺼운 막(76)은 반사된 초음파 신호를 전파한다.    이 두 개의 진동 요소는 웨이퍼(76)과 (78)의 
측면을 경유하고 둘러싸인 공간(74)에 위치한 매개물을 통하여 결합된다.

도 14a에 나타난 것과 유사한 센서는 화학 조성을 측정하는데 사용될 수 있다.     참고로 그러한 센서
를 도 14b에 도시하였다.      도 14b의 두꺼운 막(76)은 기체상의 분석물을 흡수하는 얇고 부드러운 중
합  필름(polymeric  film)(79)로  코팅되어  있다.   분석물은  필름(79)의  무게를  증가시켜 
점도탄성(viscoelasticity)을 변화시킨다.      그 결과로 진동수가 변화한다.

널리 알려진 견해와는 달리, 단일 실리콘 결정체로된 막(38)을 지니는 실리콘으로 형성된 센서(30)은 환
자 체내에 이식되었을 때 만나게되는 자연 발생적인 체액과 분비물에 대해 만족할 만한 생체-적합도를 
나타내지 않는다.      실제로, 이러한 센서(30)의 막(38)은 3개월 정도의 긴 시간동안 그러한 환경에 
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노출되면 완전히 막이 용해되어 센서(30)의 기능이 상실된다.      이러한 취약점은 상기에 논의된 다른 
모든 타입의 센서에도 적용된다.      보호층 코팅을 사용하여 이 취약점을 최소화하는 방법을 설명하기 
위해 참고로 압력에 민감한 센서(30)을 도 12a∼12c 나타냈으며 센서(30)을 보호하기 위한 이 과정들은 
상기에 기재된 다른 타입의 센서에도 적용할 수 있다는 것을 이해하게 될 것이다.

상기에 설명했듯이, 센서(30)은 적용된 압력에 반응한 특정한 편차(deflection)에 의해 변형되는 막(38)
로 이루어져 있다.     이러한 편차에 따라 막(38)이 형태 변화를 일으키게 되면 막(38)의 공명 진동도 
변화하게 된다.     막의 공명 진동수와 일치하는 진동수를 갖는 초음파에 막(38)이 노출되게 되면 
빔(36)을 따라 있는 막(38)은 그 진동수의 초음파 에너지를 흡수하고 그 공명 진동수에 따라 기계적으로 
진동하여 도 11의 시스템에서 포착된 반사 파동을 발생시킨다.  다른 방법으로 설명하면, 초음파가 푸리
에  변환(Fourier  transform)으로  표현되는  특정한  진동수  범위  지표를  갖고  센서(30)에  전파되면, 
막(38)은 막의 특정한 공명 진동수로 발생된 파동 에너지를 흡수할 것이고, 이는 막(38)이 압력과 같은 
외부적 영향으로 인해 구부러진 정도에 의존한다.     막(38)에 의한 에너지 흡수는 막(38)의 공명 진동
수에서 발생하기 때문에, 막(38)에 의해 만들어진 반사 파동의 푸리에 변환 표시는 이 진동수에서의 특
정한 노치(notch : 진폭의 급격한 감소)를 나타낸다.     이 노치는 막(38)이 전파된 초음파 에너지를 
흡수할 때의 진동수이다.     그러므로, 이 노치 진동수는 막(38)의 공명 진동수와 같은 것으로 여겨진
다.     이러한 진동수는 적당한 분석장치로 감지될 수 있고, 또는 적당한 디스플레이(display)를 통해 
푸리에 변환 이미지를 검사함으로서 시각적으로 결정할 수도 있다.      막의 공명 진동수는 막(38)에 
작용하는 압력에 비례하기 때문에 측정된 공명 진동수로부터 압력을 산출할 수 있다.

상기에서 설명한 것처럼, 막(38)이 체내에서 자연적으로 발생된 체액과 분비물에 장시간 노출되면 실리
콘으로 만들어진 막(38)은 부식되기 시작하며 이 부식은 막(38)의 진동 특성에 영향을 미치게 될 것이
다.     막(38)이 계속 부식됨에 따라, 결과적으로, 상기에 논의된 바와 같은 공명 진동수 분석에 의한 
측정 수치의 정확도가 떨어지게 된다.      정확도의 저하를 방지하기 위해 보호 코팅이 막(38)에 적용
된다.

도  15는  막(38)  위에  폴리키실릴렌  폴리머(polyxylene  polymer)의  물질로  이루어진  전형적인 
보호층(150)이 부착된 센서(30)을 도시한 것이다.      물론, 도 15의 보호층에 사용된 물질이 폴리키실
릴렌 폴리머에 제한될 필요는 없으며, 대신에 상기에 논의된 바와 같은 방법으로 실리콘 고무나 폴리테
트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene)으로 형성될 수도 있다.      보호층(150)의 물질로 폴리
키실릴렌 폴리머가 사용된 경우의 한 예로 파릴렌 C(Parylene C : poly(p-chloroxylylene))를 센서(30)
에 적용하는 것을 들 수 있다.     센서(30)에 적용 가능한 다른 폴리키실릴렌 폴리머로는 파릴렌 N 

(Parylene N : poly(p-xylylene)), 파릴렌 D(Parylene D : poly(p-dichloroxylylene)), 파릴렌 VIP
TM 

AF-

4 (Parylene VIP
TM 

AF-4 : poly(p-tetrafluoroxylylene))가 있으나 제한적인 것은 아니다.     따라서 보
호층(150)의 물질로 파릴렌 C에 초점을 맞춰 논의할 것이나, 상기에 기재된 어떤 폴리키실릴렌 물질도 
보호층(150)의 역할을 할 수 있다.      게다가 도 12a에 나타낸 센서는 파릴렌 C 보호층(150)이 적용된 
전형적 센서(30)이기는 하나, 파릴렌 C 보호층은 센서(30)뿐 아니라 여기에 기술된 어떠한 센서에도 적
용할 수 있다.     또한, 도 15에 특별히 도시된 실시태양에 관해서는, 센서(30)은 도 12a와 관련하여 
400㎛ ×400㎛ ×100㎛의 치수로 형성될 수 있고, 두께는 0.3∼0.5㎛로 될 수 있다.      결국, 도 15에
서는 센서(30)의 한쪽 면에만 부착되어 보호층(150)을 도시한 것이나 보호층(150)은 센서의 여러 면에 
부착되는 것이 바람직하다.

도 15에서, 센서(30)의 보호층(150)의 두께는 최대한 약 4500Å이다.      보호층(150)은 환자 체내에 
있는 체액과 분해 분비물에 대한 저항성을 충분히 지니고 있으므로 막(38)은 유의적인 분해 작용 없이 
구조적, 기능적으로 보전된다.     또한 이 보호기능은 4500Å보다 더 많은 층(150)에 의해 제공된다.      
사실, 2500Å 이하의 두께를 지닌 보호층(150)을 막(38)에 적용하여도 보호 작용에 아무런 감소를 보이
지 않는다.     보호층(150)의 두께는 막(38)의 두께보다 작기 때문에, 보호층(150)을 지닌 막(38)은 보
호층이 없는 막(38)과 같은 민감도를 유지한다.      반대로, 4500Å 이상으로 보호층(150)의 두께가 증
가하면 막(38)의 민감도의 간섭 작용에 의해 센서(30)을 통해 얻어진 데이터의 정확도에 상당한 영향을 
미치게 된다.      특히, 코팅 두께가 4500Å 보다 훨씬 두꺼워지면 공명의 증폭(또는 Q factor)이 감소
하게되고, 센서(30)에 의한 기록이 덜 정확하게 된다.       이것은 이미 제안된, 구부러질 수 있는 막
을 사용한 액티브(active) 센서와는 다르다.      액티브 센서에서는 외부 조건에 반응하여 막이 구부러
지지만 초음파에 상응하는 공명 진동수에 따라 진동하지는 않는다.     따라서 구부러질 수 있고, 미리 
결정된 공명 진동수에 따라 진동할 수 있는 센서(30)의 막(38)과는 달리 이미 제안된 센서의 막은 구부
러진 상태로 고정되어 있게 된다.     초음파 반사 파동에 의해 측정된 신체적 특성에 관한 데이터를 제
공하는 대신에, 이러한 능동적 센서는 막이 구부러진 정도에 비례한 전기 신호를 만들어 낸다.     이 
능동적 센서의 막은 공명하지 않기 때문에 4500Å보다 훨씬 두꺼운 두께의 보호 코팅을 사용하게 될것이
다.

도 15로 돌아가서, 보호층(150)은 폴리키실릴렌 폴리머 물질의 부착 기술과 상호 호환적인 증기 부착 기
술에 따라 사용하여 센서(30)에 부착할 수 있다.     예로서, 도 16에 나타난 바와 같이, 증기 부착 장
치는  증발실(vaporization  chamber)(300),  튜브(310)을  통해  증발실(300)과  연결된 
열분해(반응)실(320),  열분해실(320)과  연결되어  응축  단계(370)을  포함하는  부착실(deposition 
chamber)  (330),  튜브(340)를  통해  부착실(330)과  연결된  진공  펌프(360)으로  구성된다.       
증발실(300)은  약  150℃의  온도와  약  1  Torr의  압력에서  폴리키실릴렌  폴리머  물질  이량체(di-p-
xylylene)를 증발시킨다.  그런 후 이량체는 약 680℃ 온도와 약 0.5 Torr 압력하에서 열분해되어 p-키
실릴렌(p-xylylene)과 같은 단량체로 만들어진다.     이후 단량체는 대기 온도(상온) 상태로 각각의 개
체로서 또는 웨이퍼의 일부분으로서 센서(30)이 위치하고 있는 부착실(330)으로 들어간다.      이 지점
에서 단량체가 센서(30) 위로 흡수되고 중합되어 보호층(150)을 만든다.      센서 (30)이 각각의 개체
로 부착실(330)에 있을 경우, 보호층(150)은 노출된 센서(30)의 표면 모두에 적용된다.       이와 달
리, 센서(30)이 웨이퍼의 일부분으로서 부착실(330)에 있을 경우, 폴리키실릴렌 폴리머 물질은 도 15에 
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나타낸 방법대로 센서 (30)에 부착된다.       이런 경우 웨이퍼는 다이싱되어 각각의 개체로 센서(30)
이 만들어지면, 부착 과정 중에 센서(30)의 표면이 노출되지 않았기 때문에 센서의 측면은 폴리키실릴렌 
폴리머 물질로 코팅되어 있지 않을 것이다.  이 경우, 도 15에 나타낸 바와 같이 센서(30)의 막(38)만이 
폴리키실릴렌 폴리머 물질의 보호층(150)으로 코팅될 것이다.

센서(30) 위에 4500Å 이하의 보호층(150)을 부착시킬 수 있기 위해서 상기에 기재된 증기 부착 과정은 
이미 제안된 증기 부착 과정보다 더 느리게 수행된다.    예로서, 이미 제안된 증기 부착 과정에서 폴리
키실릴렌 폴리머 물질을 표면에 부착시키는 과정이 약 10초 정도 소요된다면, 본 발명에서는 10분 정도 
소요될 것이다.  이러한 속도로 부착 과정을 수행함으로서 보호층(150)을 부착시키는 증기 부착 과정은 
원하는 보호층 두께에 도달하도록 정확하게 조절될 수 있고 핀-홀(pin-hole)이 형성되는 것을 방지할 수 
있다.     적당한 부착 모니터(나타내지 않음)가 부착실(330)과 연결되어, 부착 과정중 보호층 물질이 
센서(30)의 위로 축적될 때 사람이 보호층 물질의 진로를 유지하도록 부착실을 조종할 수 있게 할 수도 
있다.     보호층(150)의 두께가 원하는 수치에 다다르면 부착 과정을 모니터 하는 사람은 그 과정을 중
단시킬  수  있고 또는 자동적으로 그  과정이 중단되도록 할  수도 있다.       게다가 다른 면적의 
부착실(330)은  다른  부착  속도를  보이기  때문에,  보호층(150)  물질이  센서(30)에  원하는  속도로 
센서(30) 위에 부착되는지를 확신하기 위해서 센서(30)는 낮은 부착 속도를 보이는 면적의 부착실(330)
에 위치시켜야 한다.

보호층(150)이 막(38)에 부착되면 센서(30)은 환자의 체내에 이식되었을 때 만나는 체액의 부식성에 더 
많은 저항을 갖게 된다.       보호층(150) 때문에 센서(30)은 환자 체내에서 손상되지 않고 유지되며, 
결과적으로, 센서(30)이 보호층 (150)을 포함하지 않을 때보다 더 오랜 기간 동안 정확한 데이터를 만들
게 된다.

상기에 기재된 영구적 보호층에 더하여, 또는 그 대신에 일시적 코팅도 배치되는 동안 손상 및/또는 파
괴로부터 센서를 보호하기 위해 사용될 수 있다.      일시적 코팅은 수용액에 용해성인 물질로 만들어
지고, 센서가 배치되자마자 곧 용해되어야만 한다.    일시적 코팅의 두께와 강도를 위해 사용되는 물질
은 센서의 위치, 센서의 타입 및 생리학적인 관련, 측정되는 파라미터와 바람직한 배치속도를 포함하는 
다양한 요소들에 의존한다.

일시적 코팅 물질의 첫 번째 예로는 거의 동량의 글루코스와 수크로스로 만들어진 굳어진 슈가 시럽 조
성물이다.   글루코스와 수크로스의 비율은 다양하나 적용에 따라 다르다.

일시적  코팅  물질의  두  번째  예로는  하이드록시프로필메틸  셀룰로오스(hydroxy  propyl  methyl 
cellulose), 하이드록시 프로필 셀룰로오스(hydroxy propyl cellulose) 및 콜로이달 실리콘 다이옥사이
드(colloidal silicone dioxide)로 구성된 혼합물로, 모두 곱게 분쇄하여 물에서 혼합시키고, 코팅환제
로 사용되며 통상적으로 Opadry-Oy-34817(Coloron Ltd., Italy)로 사용 가능하다. 

센서를 보호하는 일시적 코팅으로서 다른 물질도 사용할 수 있다.     일시적 보호 코팅은 이식동안 센
서의 손상과 파괴를 보호하기에 충분히 단단하고 두껍고, 이식되자마자 곧 용해되며 센서를 체내에 배치
하려고 하는 위치에서 생체 적합한 다른 물질로 만들어 질 수 있다. 

센서는 센서에 코팅 물질을 스프레이, 액체 용액조(liquid bath)에 담금,  코팅 물질을 붓거나 담금 및 
코팅 물질을 도포하는 등과 같은 코팅 물질에 대한 유용한 방법으로 코팅될 수 있다.    게다가, 코팅은 
단지 센서의 막을 덮을 수도 있고, 센서의 더 넓은 부분이나 전체부분을 덮을 수도 있다. 

    발명의 효과

본 발명의 효과는 인체내 관강에서 센서를 고정시키기 위한 장치와 방법을 제공하는 것이다.    이러한 
장치와 방법을 사용하여 멀리에서 신호를 받는 센서는 인체내 관강에서 고정될 수 있다.     그러한 센
서들은 관강에 함유된 유체 흐름의 압력과 속도와 같은 생리학적 파라미터와 기체류와 생화학적 성분의 
수준과 같은 생화학적 파라미터를 모니터링 및/또는 기록하는데 사용되어 질 수 있다.   또한 본 발명은 
어떤 인터벤션이나 물리적인 인투루젼(intrusion)없이 언제라도 관강내에 일시적, 영구적으로 이식될 수 
있고, 몸 표면과 같은 외부위치로부터 신호를 받을 수 있는 센서 장치를 제공하는 것이다.   

(57) 청구의 범위

청구항 1 

기계적으로 진동할 수 있는 막과 폴리키실릴렌 폴리머(polyxylylene polymer) 물질로 구성되고 기계적으
로 진동할 수 있는 막 위에 놓여진 보호층으로 구성된 인체내 해부학적 위치로 이식하는 장치

청구항 2 

제 1항에 있어서, 상기 보호층은 4500Å 이하의 두께를 지님을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 3 

제 1항에 있어서, 상기 보호층은 2500Å 이하의 두께를 지님을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 4 

제 1항에 있어서, 상기 기계적으로 진동할 수 있는 막은 반도체 물질로 형성됨을 특징으로 하는 이식 장
치

청구항 5 
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제 4항에 있어서, 상기 반도체는 실리콘, 질화 실리콘(silicon nitride), 이산화규소(silicon dioxide) 
중에 하나를 포함함을 특징으로 하는 이식 장치 

청구항 6 

제 1항에 있어서, 상기 기계적으로 진동할 수 있는 막은 인체의 해부학적 특성에 반응함을 특징으로 하
는 이식 장치

청구항 7 

제 1항에 있어서, 상기 보호층은 체액과 조직이 상기 기계적으로 진동할 수 있는 막의 기능을 저하시키
는 것을 방지함을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 8 

제 1항에 있어서, 상기 보호층은 불활성 물질을 포함함을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 9 

제 1항에 있어서, 상기 보호층은 생체-적합성의 물질을 포함함을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 10 

제  1항에  있어서,  상기  폴리키실릴렌  폴리머  물질은  폴리(p-클로로키릴실렌),  폴리(p-키실릴렌), 
폴리(p-디클로로키실릴렌), 폴리(p-테트라플루오로키실릴렌) 중에 하나를 포함함을 특징으로 하는 이식 
장치

청구항 11 

제 1항에 있어서, 상기 센서는 패시브(passive) 센서임을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 12 

제 6항에 있어서, 상기 기계적으로 진동할 수 있는 막이 반응하는 해부학적 특성은 압력, 온도, 화학물
질 중에 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 이식 장치 

청구항 13 

기계적으로 진동할 수 있는 막을 지니는 센서와 실리콘 고무(silicon rubber) 물질로 구성되고 기계적으
로 진동할 수 있는 막 위에 놓여진 보호층으로 구성된 인체내 해부학적 위치로 이식하는 장치

청구항 14 

제 13항에 있어서, 상기 보호층은 5000Å 이하의 두께를 지님을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 15 

기계적으로 진동할 수 있는 막을 지니는 센서와 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene) 물
질로 구성되고 기계적으로 진동할 수 있는 막 위에 놓여진 보호층으로 구성된 인체내 해부학적 위치로 
이식하는 장치

청구항 16 

제 15항에 있어서, 상기 보호층은 5000Å 이하의 두께를 지님을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 17 

제 16항에 있어서, 부착 프로모터층(adhesion promoter layer)을 적어도 하나의 센서 표면과 보호층 사
이에 적용함을 더욱 포함함을 특징으로 하는 이식 장치

청구항 18 

제  17항에  있어서,  상기  부착  프로모터층은 
퍼플루오로데실트리에톡시실란(perfluorodecyltriethoxysilane)을 포함함을 특징으로 하는 이식 장치
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